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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 
Карта компетенций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК‐5.  Способен  проводить  экспериментальные  исследования  и  измерения  с 
использованием  методов  обработки  видеоданных  и  анализа  информации, 
организовать  проведение  научных  исследований  с  учетом  специфики  оптического 
приборостроения,  оптических  материалов  и  технологий,  представлять  и 
аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК  ‐  5.1.  Способен  проводить  экспериментальные  исследования  и  измерения  с 
использованием методов обработки видеоданных и анализа информации. 

 Профессиональные компетенции: 

ПК‐.3.  Способен  определять  условия  и  режимы  эксплуатации,  конструктивные 
особенности разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико‐электронных приборов 
и комплексов. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК‐ 3.1.  Способен проводить  анализ научно‐технической информации,  отечественного и 
зарубежного опыта об условиях и режимах эксплуатации изделий‐аналогов. 

ПК‐3.2.    Способен  разрабатывать  принципы  конструирования  разрабатываемой 
оптотехники,  оптических и оптикоэлектронных приборов и комплексов. 

Тип компетенции: общепрофессиональные  и профессиональные компетенции 

выпускника образовательной программы по специальности 12.05.01 «Электронные и 

оптико-электронные приборы и системы специального назначения», специализация  
«Оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы», уровень 
ВО � специалитет 

1.1. Этапы формирования компетенций и средства оценивания 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов обучения 

Вид оценочного материала 

ОПК‐5. Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения 
с использованием методов 
обработки видеоданных и 
анализа информации, 
организовать проведение 
научных исследований с 
учетом специфики 
оптического 

Знать‐  специфику  предметной 
области  при  выборе  методов  и
средств  экспериментальных
исследований  и  измерений  с
использованием  методов
обработки  видеоданных  и
анализа информации; 

‐основы  схемотехники  и
конструктивные  особенности

Выполнение и защита 
лабораторных работ; 
Оценочные материалы для 
практических занятий. 

Оценочные материалы для 
коллоквиума. 
Оценочные материалы для 
проведения тестирования. 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации. 
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приборостроения, 
оптических материалов и 
технологий, представлять и 
аргументированно 
защищать полученные 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

ОПК  ‐  5.1.  Способен
проводить 
экспериментальные 
исследования  и  измерения
с  использованием  методов
обработки  видеоданных  и
анализа информации. 

 

разрабатываемой  оптотехники,
оптических  и  оптико  ‐
электронных  приборов  и
комплексов; 

. 

Уметь  ‐проводить 
экспериментальные 
исследования  и  измерения  с
использованием  методов
обработки  видеоданных  и
анализа информации; 

‐выбирать  оптимальные  с  точки
зрения  решения  поставленной
задачи  типовые
схемотехнические  решения  для
разработки  оптотехники,
оптических  и  оптико‐
электронных  приборов  и
комплексов; 

‐оптимизировать  структуру
построения  и  характеристики
(показатели)  оптотехники,
оптических    и  оптико‐
электронных  приборов  и
комплексов; 

 

Владеть  ‐методами  и  средствами 
исследований и измерений; 

‐навыками  определения  условий
и  режимов  эксплуатации
разрабатываемой  оптотехники,
оптических  и  оптико  ‐
электронных  приборов  и
комплексов; 

 . 

 

 

 

 

 

Выполнение и защита 
лабораторных работ; 
Оценочные материалы для 
практических занятий. 

Оценочные материалы для 
коллоквиума. 
Оценочные материалы для 
проведения тестирования. 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение и защита 
лабораторных работ; 
Оценочные материалы для 
практических занятий. 

Оценочные материалы для 
коллоквиума. 
Оценочные материалы для 
проведения тестирования. 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации. 
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ПК‐.3.  Способен 
определять  условия  и
режимы  эксплуатации,
конструктивные 
особенности 
разрабатываемой 
оптотехники,  оптических  и
оптико‐электронных 
приборов и комплексов. 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции: 

ПК‐  3.1.  Способен
проводить  анализ  научно‐
технической  информации,
отечественного  и
зарубежного  опыта  об
условиях  и  режимах
эксплуатации  изделий‐
аналогов. 

3.2.    Способен
разрабатывать  принципы
конструирования 
разрабатываемой 
оптотехники,    оптических  и
оптикоэлектронных 
приборов и комплексов. 

. 

 

Знать: функциональную структуру и 
основные  характеристики  оптико‐
электронных  приборов  и  систем,
особенности  применения  в
экспериментальных  исследованиях
фотоэлектронных  умножителей,
фоторезисторов,  фотодиодов,
электронно‐оптических 
преобразователей,  приборов  с
зарядовой связью. 

 

Уметь:  осуществлять обоснованный 
выбор  фотоприемников,
адекватный  решаемой  задаче,  а
также  выполнять  расчеты, 
необходимые  для  применения
оптико‐электронных  приборов  и 
систем  в  научных  исследованиях  и
в промышленных целях. 

 

Владеть:  навыками 
схемотехнического  моделирования
и  конструирования
разрабатываемой  оптотехники,
оптических и оптико  ‐  электронных
приборов и комплексов; 

‐техникой регистрации и обработки
выходных  сигналов  оптико‐
электронных  систем,  методами
регистрации  быстропротекающих
процессов. 

 Выполнение и защита 
лабораторных работ; 
Оценочные материалы для 
практических занятий. 

Оценочные материалы 

для коллоквиума. 
Оценочные материалы 

для проведения 
тестирования. 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации. 

 

Выполнение и защита 
лабораторных работ; 
Оценочные материалы 

для практических 
занятий. 

Оценочные материалы 

для коллоквиума. 
Оценочные материалы 

для проведения 
тестирования. 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации. 

 

Выполнение и защита 
лабораторных работ; 
Оценочные материалы 

для практических 
занятий. 

Оценочные материалы 

для коллоквиума. 
Оценочные материалы 

для проведения 
тестирования. 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации. 

 

1.2. Критерии формирования оценок на различных этапах их формирования 
 

Текущий и рубежный контроль 

Оценка регулярности, своевременности и качества выполнения обучающимися учебной 

работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины (сумма � не 
более 70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 
набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. Общий балл складывается в результате проведения 
текущего и рубежного контроля по дисциплине: 
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Этап (уровень) Первый этап (уровень) Второй этап (уровень) Третий этап 

(уровень)

Баллы 36-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов
Характеристика Полное или частичное 

посещение аудиторных 
занятий. Частичное 
выполнение лабораторных  
работ. Выполнение 
контрольных работ, 
тестовых заданий на 
оценку 
«удовлетворительно». 

Полное или частичное 
посещение аудиторных 
занятий. Полное 
выполнение 
лабораторных работ. 
Выполнение 
контрольных работ, 
тестовых заданий на 
оценку «хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных занятий. 

Полное выполнение 
практических 
занятий. 

Выполнение 
контрольных работ, 
тестовых заданий на 
оценки «отлично». 

 

На первом (начальном) этапе формирования компетенции формируются знания, 
умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее 
дальнейшее развитие. Обучающийся воспроизводит термины, факты, методы, понятия, 
принципы и правила, выполняет  и защищает лабораторные работы.  

На втором (основном) этапе формирования компетенции приобретается опыт 
деятельности, когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и 

происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на 
достижение поставленной цели. На этом этапе обучающийся осваивает аналитические 
действия с предметными знаниями по конкретной дисциплине, способен самостоятельно 
решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя 
координирование хода работы, переносит знания и умения на новые условия.  

Третий (завершающий) этап � это овладение компетенцией. Обучающийся способен 

использовать знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в 
нестандартных условиях. По результатам этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый 

уровень сформированности компетенции.  

Промежуточная аттестация (зачет) 
 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Результат 
освоения 

 

Требования уровню сформированности компетенций 

 
 

61-70 

Зачтено(без 
процедуры 

сдачи 

зачета) 

Обучающийся освоил знания, умения и навыки 

входящие в состав компетенций: 

 

 
 

36-61 

Зачтено (с 
процедурой 

сдачи 

зачета) 

Обучающийся проявляет компетенции но не в полном 

объеме входящих в их состав действий. Обучающийся 
может допустить некоторые неточности, негрубые 
ошибки, затрудняться в изложении материала, но 
правильно отвечать на задаваемые ему вопросы. 

менее 36 
балла 

не допущен 
к зачету Компетенции не сформированы 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

 

Оценка Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Баллы 61 � 80 81 � 90 91 � 100 

Характеристика Знает отдельные 
перспективные задачи в 
соответствующем 

Может указать 
некоторые 
научные 

Хорошо ориентируется в 
современных научных 
направлениях, 
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научном направлении. 

Неуверенно докладывает 
известные результаты в 
данной предметной 

области. 

Готов изложить свои 

результаты в письменной 

форме. 

направления, 
представляющие 
теоретический и 

практический 

интерес. 
Хорошо 
представляет 
известные 
научные 
результаты по 
профилю 

подготовки. 

Может устно и 

письменно 
изложить свои 

результаты. 

соответствующих 
профильной предметной 

области. 

Доказательно и 

аргументировано 
представляет 
собственные и известные 
научные результаты в 
данной предметной 

области. 

Убедительно и 

аргументировано излагает 
свои собственные 
результаты, как в устной, 

так и в письменной 

форме. 
 

2. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень оценочных средств 

№ Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде
1. Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 
или разделов дисциплины. 

Вопросы по темам / 

разделам дисциплины 

2. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 
представления материала по 
некоторой теме / решения задач 
определенного типа по 
некоторому разделу 

Вопросы по темам / 

разделам дисциплины 

3. Лабораторная 
работа 

Средство оценки умения 
применять полученные 
теоретические знания в 
практической ситуации. Задание 
по работе должно быть 
направлено на оценивание тех 
компетенций, которые подлежат 
освоению в данной дисциплине, и 

должно содержать четкую 

инструкцию по выполнению или 

алгоритм действий. 

Перечень 
лабораторных работ 

4. Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 

Фонд тестовых заданий
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умений обучающегося. 
 

3. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

3.1. Вопросы для коллоквиумов и контрольных работ, на 9 семестр 

(контролируемые компетенции ОПК‐ 5.1 ПКС‐ 3.1.ПКС‐ 3.2.) 

Первый коллоквиум 

1. Роль оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов (О и ОЭП и К) в развитии науки и 
техники.  

2. Перспективы и тенденции развития О и ОЭП и К.  

3. Электромагнитная и квантовая природа оптического излучения.  

4. Основные законы оптического излучения.  

5. Приближения геометрической оптики.  

6. Распространение света в изотропных и анизотропных средах.  

7. Поляризация. Двойное лучепреломление.  

8. Применение поляризации.  

9. Интерференция. Когерентность. Применение интерференции. Многолучевая интерференция. 
10.Дифракция. Применение дифракции. Разрешающая способность. 

Второй коллоквиум 

11.Голография и ее применение в оптике.  

12.Распространение оптического излучения в атмосфере и других поглощающих, рассеивающих, 
преломляющих и турбулентных средах.  

13.Основные законы и понятия геометрической оптики.  

14.Принцип Ферма.  

15.Условия получения идеального изображения. 

 16.Основные положения и формулы идеальной оптической системы и оптики параксиальных 
лучей. 17.Инварианты: Аббе, Лагранжа‐Гельмгольца, Юнга‐Гульстранда.  

18.Ограничение пучков лучей в оптических системах.  

19.Инвариант Штраубеля.  

20.Яркость и освещенность изображения.  

Третий коллоквиум 

21.Теория аберраций оптических систем.  

22.Хроматические и монохроматические аберрации.  

23.Эйконал Шварцшильда.  
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24.Типовые оптические детали и их характеристики.  

25.Классификация оптических систем и их основные характеристики. 

 26.Основные задачи, решаемые при габаритном расчете оптических систем.  

27.Особенности лазерной оптики, формирование лазерного излучения оптическими системами. 
28.Оптические системы для фокусирования, коллимирования, изменения диаграмм 
направленности и согласования лазерного излучения.  

29.Волоконно‐оптические системы и их особенности.  

30.Интегральная оптика и перспективы ее развития.  

Вопросы, выносимые на коллоквиум на 10 семестр 

(контролируемые компетенции ОПК‐ 5.1 ПКС‐ 3.1.ПКС‐ 3.2.) 

Первый коллоквиум 

1.Дифракционные оптические элементы и системы.  

2.Оценка качества изображения, даваемого оптической системой. 

 3.Критерии качества.  

4.Вычисление и методы экспериментального определения оптической передаточной функции 
5.Основные виды источников оптического излучения.  

6.Параметры и характеристики источников. 

 7.Некогерентные искусственные излучатели. 

 8.Естественные источники излучения.  

9.Современные лазеры: принципы действия, принципиальные схемы, режимы работы, 
параметры и характеристики. 

 10.Основные виды приемников оптического излучения. 

 11.Глаз человека как приемник излучения и измерительной информации.  

12.Свойства зрительного анализатора.  

Второй коллоквиум 

13.Параметры и характеристики приемников оптического излучения.  

14.Многоэлементные приемники излучения.  

15.Схемы включения приемников излучения и согласующие цепи.  

16.Основы метрологии применительно к оптическим измерениям.  

17.Методы и приборы для измерения и контроля основных параметров и характеристик 
оптических материалов, оптических деталей и оптических систем.  

18.Оптические измерения в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра.  

19.Фотометрия и радиометрия.  
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20.Принципы работы и схемы основных типов фотометров, радиометров, спектрофотометров и 
спектрорадиометров.  

21.Способы измерения параметров и характеристик лазерного излучения  

22.Жизненный цикл оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов. 

23.Этапы проектирования оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов.  

24.Этапы производства оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов.  

25.Метод Чохральского и его модификации.  

Третий коллоквиум 

26.Влияние режима нанесения и обработки фоторезиста на обеспечиваемую им разрешение и 
стойкость к травителям.  

27.Способы проведения фотолитографии. Отличия, преимущества и недостатки.  

28.Методы эпитаксиального выращивания структур.  

29.Применение меза‐ и планарной технологии при формировании p‐n перехода.  

30.Преимущества и недостатки меза и планарной технологий.  

31.Применение технологии ионной имплантации.  

32.Применение технологии диффузионного легирования.  

33.Технологические особенности проведения легирования различными методами. 

 34.Уравнение диффузии и его решение для случаев «загонки» и «разгонки» 

. 35.Конструкция оптоволокна и технология его производства.  

36.Технология сварки оптоволокна.  

37.Методы и инструменты юстировки оптических систем. 

 38.Контролируемые параметры активных оптоэлектронных компонентов. 

 39.Методы межоперационного технологического контроля характеристик оптоэлектронных 
полупроводниковых компонентов. 

Рекомендации при подготовке к коллоквиуму 

 проработать конспекты лекций по вопросам коллоквиума; 
 прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 
изучаемым вопросам; 

 ответить на вопросы коллоквиума; 
 при затруднениях, проконсультироваться с преподавателем. 

 

3.2. Критерии оценивания 
 

Оценка 

Неудовлетвори- 

тельно 
2 балла 

удовлетворительно 
4 балла 

хорошо 
6 баллов 

отлично 
8 баллов 
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Студент не знает 
значительной части 

вопросов, допускает 
существенные ошибки в 
ответах на вопросы 

Студент поверхностно 
знает вопросы 

коллоквиума, 

допускает неточности 

в ответе на вопрос 

Студент хорошо  знает 
материал, грамотно и 

по существу излагает 
его, допуская 
некоторые неточности 

в ответе на вопрос. 

Студент в полном 

объеме знает 
материал, грамотно и 

по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

При выполнений заданий необходимо внимательно ознакомиться с контентом по 
вопросом соответствующей темы. Основная цель работы - овладеть навыками исследования 
изучаемого вопроса. 

 

3.3. Типовые тестовые задания по дисциплине  
 (контролируемые компетенции ОПК‐ 5.1 ПКС‐ 3.1.ПКС‐ 3.2.). 

S: Оптика это раздел физики изучающий: 

-: природу света 

-: законы распространения света 

+: природу света, законы распространения света и взаимодействие света с веществом 

-: взаимодействие света с веществом 

S: Свет распространяется 

-: продольно 

+: прямолинейно 

-: поперечно 

-: вдоль 

S: Световые пучки распространяются 

-: зависимо друг от друга 

+: независимо друг от друга 

-: никак 

-: может быть 

I: 

S: Световые пучки отражаются от зеркальных поверхностей под тем же углом, 

-: под которым отражаются 

+: под которым падают 

-: под котором преломляются 

-: возможно 

I: 

S: Световые пучки преломляются на границе раздела 

-: двух пластин 
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+: двух сред 

-: двух металлов 

-: металла и полупроводника 

I: 

S: Свет имеет 

-: волновую природу 

-: корпускулярную природу 

+: корпускулярно � волновую природу 

-: материальную природу 

I: 

S: Принцип Гюйгенса гласит, что каждая точка пространства, до которой дошла волна, 

является источником 

-: первичных волн 

+: вторичных волн 

-: волн 

-: поляризованных волн 

I: 

S: Принцип Гюйгенса позволяет определить положение волнового фронта в любой 

момент времени, если известно 

-: его положение в любой момент времени 

+: его положение в предыдущий момент времени 

-: только положение 

-: ничего 

I: 

S: Можно ли получить закон преломления света исходя из 

-: принципа Галилея 

+: принципа Гюйгенса 

-: принципа Френеля 

-: теории вероятности 

I: 

S: Причиной отказа Ньютона от волновой теории послужило предположение, что 

+: отсутствует сгибание предметов световыми волнами 

-: невозможно объяснить отражение света с точки зрения волновой теории 

-: невозможно объяснить преломление света с точки зрения волновой теории 

 

S: Возможна ли дифракция света на многих щелях, если расстояние от соответствующих 

краев соседних щелей сравнимо 

-: с толщиной решетки 

+: с длиной волны света 
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-: с длиной решетки с объемом 

-: с объемом решетки 

I: 

S: Отличается ли дифракция на многих щелях, 

-: от дифракции 

+: от дифракции на двух щелях 

-: от дифракции на одной щели 

-: 

I: 

S: Отличается ли дифракция на одной щели 

-: от дифракционной картины 

+: от дифракции на четырех щелях 

-: от постоянной дифракционной решетки 

-: от длины волны света падающего на дифракционную решетку 

I: 

S: Зависит ли дифракционная картина 

-: от длины дифракционной решетки 

+: от ширины щели 

-: от толщины дифракционной решетки 

-: от объема дифракционной решетки 

I: 

S: При дифракции на одной щели интерференционный максимум наблюдается при 

разности хода дифрагированных лучей равной 

-: ширине щели 

+: целому числу длин волн 

-: длине щели 

-: нечетному числу полуволн 

S: На кристаллической структуре наблюдается дифракция 

-: света 

+: рентгеновских лучей 

-: инфракрасного излучения 

-: ультрафиолетового излучения 

I: 

S: На кристаллической структуре наблюдается дифракция 

-: света 

+: волн длина волны которых соизмерима с межатомным расстоянием кристаллической 

структуры 

-: инфракрасного излучения 

-: ультрафиолетового излучения 
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I: 

S: Формула Вульфа � Брэгга связывает угол падения лучей на поверхность кристалла, 

постоянную решетки и длину волны 

-: света 

+: рентгеновских лучей 

-: инфракрасного излучения 

-: ультрафиолетового излучения 

I: 

S: Рентгеноструктурный анализ позволяет определить 

-: длину волны рентгеновского излучения 

+: структуру кристалла 

-: концентрацию примеси в кристаллах 

-: спектр рентгеновского излучения 

I: 

S: Рентгеноспектральный анализ позволяет определить 

-: длину волны рентгеновского излучения 

+: спектр рентгеновского излучения 

-: структуру кристалла 

-: межатомные расстояния 

I: 

S: Обычная фотография регистрирует только 

-: фазу волны 

+: амплитуду света 

-: фазу и амплитуду волны 

-: длину волны 

I: 

S: Голография регистрирует амплитуду и 

-: длину волны света 

+: фазу излучения 

-: частоту света 

-: расстояние до источника излучения 

I: 

S: Голография регистрирует фазу и 

-: частоту света 

+: амплитуду излучения 

-: длину волны света 

-: расстояние до источника света 

I: 

S: Голография позволяет записывать 
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-: плоские изображения 

+: объемные изображения 

-: квадратные изображения 

-: круглые изображения 

Методические рекомендации 

Полный банк тестовых заданий по дисциплине представлен в системе онлайн-

обучения на базе программного обеспечения Moodle со встроенной подсистемой 

тестирования КБГУ (https://open.kbsu.ru). Обучающийся, чтобы пройти тестирование, 
входит в систему open.kbsu.ru под своим личным логином и паролем, выбирает нужную 

дисциплину и проходит тестирование. 
Критерии формирования оценок по тестовым заданиям:  

5 баллов � получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов;  
4 балла � получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы � 80 �99 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  
3 балла � получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы � 50 �79% от общего объема заданных тестовых вопросов;  
2 балла � получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы � менее 26-49 % от общего объема заданных тестовых вопросов.  
1 балл � получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы � менее 11-25 % от общего объема заданных тестовых вопросов.13  

0 баллов � получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы � менее 11 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

 

3.4. Перечень лабораторных работ 

(контролируемые компетенции ОПК‐1.1 ОПК‐1.2 ПКС‐5.1 ПКС‐5.2.ПКС‐5.3.) 

№ п/п  Наименование лабораторных работ

1.  Исследование и расчет параметров оптико‐электронных приборов. 

2.  Исследование и расчет параметров сканирующей системы. 

3.  Расчет соотношения сигнал/шум в тракте оптико‐электронных приборах. 

4.  Расчет характеристик оптического дальномера.

5.  Расчет характеристик оптического прицельного устройства 

6.  Расчет характеристик оптической системы лидара

7.  Расчет характеристик оптической системы газоанализатора 

8.  Расчет характеристик электрической схемы газоанализатора 

9.  Расчет состава полупроводниковых соединений для реализации излучателей 
и фоточувствительных элементов 

10.  Исследование пространственной когерентности излучения He‐Ne лазера в 
одномодовом режиме 

11.  Исследование эффективности ввода света в планарный оптический волновод

12.  Расчет параметров фоторезистора. Расчет параметров фотодиода. 
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13.  Исследование эффективности ввода света в планарный оптический волновод

 

                Критерии формирования оценок по лабораторным работам:  

7 баллов - ставится за лабораторные работы, выполненные полностью без ошибок и 

недочетов; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы;  

6 баллов � ставится за лабораторные работы, выполненные полностью, но при наличии 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по 
теме лабораторной работы, допуская незначительные неточности;  

5 баллов � ставится за лабораторные работы, если студент правильно выполнил не 
менее 2/3 всех работ или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой.  

менее 4 баллов � ставится за лабораторные работы, если число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всех работ. 

3.5.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

 (контролируемые компетенции ОПК‐1.1 ОПК‐1.2 ПКС‐5.1 ПКС‐5.2.ПКС‐5.3.) 

1. Роль оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов (О и ОЭП и К) в развитии науки и 
техники.  

2. Перспективы и тенденции развития О и ОЭП и К.  

3. Электромагнитная и квантовая природа оптического излучения.  

4. Основные законы оптического излучения.  

5. Приближения геометрической оптики.  

6. Распространение света в изотропных и анизотропных средах.  

7. Поляризация. Двойное лучепреломление.  

8. Применение поляризации.  

9. Интерференция. Когерентность. Применение интерференции. Многолучевая интерференция. 
10.Дифракция. Применение дифракции. Разрешающая способность. 

 11.Голография и ее применение в оптике.  

12.Распространение оптического излучения в атмосфере и других поглощающих, рассеивающих, 
преломляющих и турбулентных средах.  

13.Основные законы и понятия геометрической оптики.  

14.Принцип Ферма.  

15.Условия получения идеального изображения. 
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 16.Основные положения и формулы идеальной оптической системы и оптики параксиальных 
лучей. 17.Инварианты: Аббе, Лагранжа‐Гельмгольца, Юнга‐Гульстранда.  

18.Ограничение пучков лучей в оптических системах.  

19.Инвариант Штраубеля.  

20.Яркость и освещенность изображения.  

21.Теория аберраций оптических систем.  

22.Хроматические и монохроматические аберрации.  

23.Эйконал Шварцшильда.  

24.Типовые оптические детали и их характеристики.  

25.Классификация оптических систем и их основные характеристики. 

 26.Основные задачи, решаемые при габаритном расчете оптических систем.  

27.Особенности лазерной оптики, формирование лазерного излучения оптическими системами. 
28.Оптические системы для фокусирования, коллимирования, изменения диаграмм 
направленности и согласования лазерного излучения.  

29.Волоконно‐оптические системы и их особенности.  

30.Интегральная оптика и перспективы ее развития.  

 вопросы к  экзамену 

(контролируемые компетенции ОПК‐1.1 ОПК‐1.2 ПКС‐5.1 ПКС‐5.2.ПКС‐5.3.) 

1. Роль оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов (О и ОЭП и К) в развитии науки и 
техники.  

2. Перспективы и тенденции развития О и ОЭП и К.  

3. Электромагнитная и квантовая природа оптического излучения.  

4. Основные законы оптического излучения.  

5. Приближения геометрической оптики.  

6. Распространение света в изотропных и анизотропных средах.  

7. Поляризация. Двойное лучепреломление.  

8. Применение поляризации.  

9. Интерференция. Когерентность. Применение интерференции. Многолучевая интерференция. 
10.Дифракция. Применение дифракции. Разрешающая способность. 

 11.Голография и ее применение в оптике.  

12.Распространение оптического излучения в атмосфере и других поглощающих, рассеивающих, 
преломляющих и турбулентных средах.  

13.Основные законы и понятия геометрической оптики.  

14.Принцип Ферма.  
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15.Условия получения идеального изображения. 

 16.Основные положения и формулы идеальной оптической системы и оптики параксиальных 
лучей. 17.Инварианты: Аббе, Лагранжа‐Гельмгольца, Юнга‐Гульстранда.  

18.Ограничение пучков лучей в оптических системах.  

19.Инвариант Штраубеля.  

20.Яркость и освещенность изображения.  

21.Теория аберраций оптических систем.  

22.Хроматические и монохроматические аберрации.  

23.Эйконал Шварцшильда.  

24.Типовые оптические детали и их характеристики.  

25.Классификация оптических систем и их основные характеристики. 

 26.Основные задачи, решаемые при габаритном расчете оптических систем.  

27.Особенности лазерной оптики, формирование лазерного излучения оптическими системами. 
28.Оптические системы для фокусирования, коллимирования, изменения диаграмм 
направленности и согласования лазерного излучения.  

29.Волоконно‐оптические системы и их особенности.  

30.Интегральная оптика и перспективы ее развития.  

31.Дифракционные оптические элементы и системы.  

32.Оценка качества изображения, даваемого оптической системой. 

 33.Критерии качества.  

34.Вычисление и методы экспериментального определения оптической передаточной функции 
35.Основные виды источников оптического излучения.  

36.Параметры и характеристики источников. 

 37.Некогерентные искусственные излучатели. 

 38.Естественные источники излучения.  

39.Современные лазеры: принципы действия, принципиальные схемы, режимы работы, 
параметры и характеристики. 

 40.Основные виды приемников оптического излучения. 

 41.Глаз человека как приемник излучения и измерительной информации.  

42.Свойства зрительного анализатора.  

43.Параметры и характеристики приемников оптического излучения.  

44.Многоэлементные приемники излучения.  

45.Схемы включения приемников излучения и согласующие цепи.  

46.Основы метрологии применительно к оптическим измерениям.  
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47.Методы и приборы для измерения и контроля основных параметров и характеристик 
оптических материалов, оптических деталей и оптических систем.  

48.Оптические измерения в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра.  

49.Фотометрия и радиометрия.  

50.Принципы работы и схемы основных типов фотометров, радиометров, спектрофотометров и 
спектрорадиометров.  

51.Способы измерения параметров и характеристик лазерного излучения  

52.Жизненный цикл оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов.  

53.Этапы проектирования оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов.  

54.Этапы производства оптических и оптико‐электронных приборов и комплексов.  

55.Метод Чохральского и его модификации.  

56.Влияние режима нанесения и обработки фоторезиста на обеспечиваемую им разрешение и 
стойкость к травителям.  

57.Способы проведения фотолитографии. Отличия, преимущества и недостатки.  

58.Методы эпитаксиального выращивания структур.  

59.Применение меза‐ и планарной технологии при формировании p‐n перехода.  

60.Преимущества и недостатки меза и планарной технологий.  

61.Применение технологии ионной имплантации.  

62.Применение технологии диффузионного легирования.  

63.Технологические особенности проведения легирования различными методами. 

 64.Уравнение диффузии и его решение для случаев «загонки» и «разгонки» 

. 65.Конструкция оптоволокна и технология его производства.  

66.Технология сварки оптоволокна.  

67.Методы и инструменты юстировки оптических систем. 

 68.Контролируемые параметры активных оптоэлектронных компонентов. 

 69.Методы межоперационного технологического контроля характеристик оптоэлектронных 
полупроводниковых компонентов. 

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися.  
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 
достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 
дисциплине «ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»» в виде 
проведения  зачета и экзамена.  
Промежуточная аттестация может проводиться в устной или письменной форме. На 
промежуточную аттестацию(экзамен) отводится до 30 баллов. 
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